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© Interferometrische Messvorrichtung zur Formvermessung 

© Die Erfindung bezieht sich auf eine interferometrische 
Messvorrichtung zur Formvermessung insbesondere rau- 
her Oberflachen eines Messobjekts (O) mit einer eine 
kurzkoharente Strahlung abgegebenden Strahlungser- 
zeugungseinheit (SLD), einem Strahlteiler (ST1) zum BM- 
den eines ersten und eines zweiten Teilstrahls (T1, T2), 
von denen der erste uber einen Objektlichtweg zu dem 
Messobjekt (O) und der zweite uber einen Referenzlicht- 
weg zu einer reflektierenden Referenzebene (RSP) gerich- 
tet ist, mit einem Uberlagerungselement, an dem die von 
dem Messobjekt (O) und der Referenzebene (RSP) kom- 
mende Strahlung zur Uberlagerung gebracht werden, 
und einem Bildwandler (BS), der die uberlagerte Strah- 
lung aufnimmt und entsprechende Signale einer Einrich- 
tung zur Auswertung zufuhrt, wobei zur Messung die op- 
tische Weglange des Objektlichtweges relativ zur opti- 
schen Weglange des Referenzlichtweges geandert wird. 
Eine genaue Vermessung von Objektoberflachen in en- 
gen Hohlraumen in drei Dimensionen mit hoher Genauig- 
keit wird dadurch ermoglicht, dass in dem Objektlichtweg 
eine optische Sonde (OS, OSO) mit einer optischen An- 
ordnung zum Erzeugen mindestens einer optischen Zwi- 
schenabbildung vorgesehen ist. 
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Beschreibung 

Stand der Technik 

[0001] Die Erfindung bczieht sich auf eine interferometri- 5 
sche Messvorrichtung zur Form vermes sung insbesondere 
rauher Oberflachen eines Messobjekts mit einer eine kurz- 
koharente Slrahlung abgebenden Strahlungserzeugungsein- 
heit, einem Strahlteiler zum Bilden eines ersten und eines 
zweiten Teilstrahls, von denen der erste uber einen Objekt- 10 
lichtweg zu dem Messobjekt und der zweite uber einen Re- 
ferenzlichtweg zu einer reflektierenden Referenzebene ge- 
richtet ist, mit einem Uberlagerungselement, an dem die von 
dem Messobjekt und der Referenzebene kommende Strah- 
lung zur ttberiagerung gebracht werden, und einem Bild- 15 
wandler, der die uberlagerte Strahlung aufnimmt und ent- 
sprechende Signale einer Einrichtung zur Auswertung zu- 
fiihrt, wobei zur Messung die optische Weglange des Ob- 
jektlichtweges relativ zur optischen Weglange des Referenz- 
lichtweges geandert wird. 20 
[0002] Eine derartige inferferometrische Messvorrichtung 
ist in der DE 197 21 842 C2 angegeben. Bei dieser bekann- 
ten Messvorrichtung gibt eine Strahlungserzeugungseinheit, 
beispielsweise eine Leuchtdiode oder Superlumineszenz- 
diode, eine kurzkoharente Strahlung ab, die uber einen 25 
Strahlteiler in einen ersten, uber einen Objektlichtweg ge- 
fuhrten Teilstrahl und einen zweiten, uber einen Referenz- 
lichtweg gefuhrten Teilstrahl aufgeteilt wird. Der Referenz- 
lichtweg wird mittels zweier Deflektorelemente und eines 
dahinter angeordneten, feststehenden Beugungsgitters 30 
durch Ansteuern der Deflektorelemente periodisch geandert, 
um die Objektoberflache in Tiefenrichtung abzutasten. 
Wenn der Objektlichtweg und der Referenzlichtweg uber- 
einstimmen, ergibt sich ein Maximum des Interferenzkon- 
trasts, der mittels einer der Photodetektoreinrichtung nach- 35 
geschalteten Auswerteeinrichtung erkannt wird. 
[0003] Eine vom Messprinzip (Weisslichtinterferometrie 
oder Kurzkoharenzinterferometrie) her entsprechende inter- 
ferometrische Messvorrichtung ist auch in der 
DE41 08 944A1 angegeben. Hierbei wird zur Anderung 40 
des Lichtwegs in dem Referenzstrahlengang jedoch ein be- 
wegter Spiegel verwendet. Bei diesem Verfahren wird die 
Oberflache des Objektes auf die Fotodetektoreinrichtung 
mittels eines optischen Systems abgebildet, wobei es jedoch 
schwierig ist, in Hohlraumen Messungen vorzunehmen. 45 
[0004] Zu weiteren derartigen interferometrischen Mess- 
vorrichtungen bzw. interferometrischen Messverfahren auf 
der Basis der Wei Blichtinterferome trie wird auf P. de Groot, 
L. Deck, "Surface profiling by analysis of white- light inter- 
fcrograms in the spatial frequency domain", J, Mod. Opt., 50 
Vol. 42, No. 2, 389-401, 1995 und T. Maack, G. Notni, W. 
Schreiber, W.-D. Prenzel, "Endoskopisches 3-D-Formmess- 
system", in Jahrbuch fur Optik und Feinmechanik, Ed. W- 
D. Prenzel, Verlag Schiele und Schoen, Berlin, 231-240, 
1998, verwiesen. 55 
[0005] Bei den genannten interferometrischen Messvor- 
richtungen bzw. Messverfahren besteht eine Schwierigkeit 
darin, Messungen in tiefen Hohlraumen bzw. engen Kanalen 
vorzunehmen. Ein Vorschlag fiir eine Messvorrichtung, in 
der mittels WeiBIichtinterferometrie auch in Hohlraumen 60 
Messungen vorgenommen werden konnen, ist in der 
DE 197 21 843 CI gezeigt. Hierbei ist vorgeschlagen, einen 
ersten Teilstrahl weiler in einen Referenz-Teilstrahl und 
mindestens einen Mess-Teilstrahl zu trennen, wobei ein wei- 
terer Strahlteiler und der Referenzspiegel in einer gemeinsa- 65 
men Messsonde angeordnet sind. Eine derartige Messsonde 
kann zwar in Hohlraume eingefuhrt werden, jedoch kann 
mit dieser Vorrichtung pro Messung im Wesentlichen nur 
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eine kleine, punktartige S telle der Oberflache abgetastet 
werden. Um mehr Stellen der Oberflache in Tiefenrichtung 
zu vermessen, ist eine Relativbewegung zwischen Messob- 
jekt und Messsonde erforderlich, wobei aber eine exakte la- 
terale Zuordnung aufwendig und schwierig ist. 
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine in- 
terferometrische Messvorrichtung der eingangs erwahnten 
Art bereitzu stellen, mit der insbesondere in tiefen Hohlrau- 
men vereinfachte Messungen mit hoher Genauigkeit ermog- 
licht werden. 

[0007] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des An- 
spruches 1 gelost. Hiernach ist vorgesehen, dass in dem Ob- 
jektlichtweg eine optische Sonde mit einer optischen Anord- 
nung zum Erzeugen mindestens einer optischen Zwischen- 
abbildung vorgesehen ist. 

[0008] Durch die Zwischenabbildungen mittels der opti- 
schen Anordnung wird es, ahniich einem Endoskop oder 
Bores kop moglich, die betrachtete Oberflache auBer mit ho- 
her longitudinaler Auflosung auch mit einer hohen lateralen 
Auflosung uber eine Strecke abzubilden, die groS ist gegen- 
iiber dem Durchmesser der abbildenden Optik. Die optische 
Sonde kann beispielsweise in Bohrungen von Ventilsitzen 
oder in GefaBe von Organismen fur medizinische Mess- 
zwecke eingefuhrt werden. Im Gegensatz zu einem her- 
kommlichen Endoskop wird nun quantitative Hefeninfor- 
mation gewonnen. Eine vorteilhafte Ausfuhrung besteht da- 
bei darin, dass die mindestens eine Zwischen abbildung im 
Objektlichtweg erzeugt wird. Dabei wird dieselbe optische 
Anordnung zum Beleuchten der Messstelle auf dem Mess- 
objekt und zum Ubertragen der von dem Messobjekt kom- 
menden Strahlung zu der Photodetektoreinrichtung genutzt, 
wenn vorgesehen ist, dass durch die optische Sonde sowohi 
die zu dem Messobjekt hinfuhrende als auch die von ihm zu- 
riickkommende Strahlung verlaufen. 
[0009] Die optische Abbildung auf die Photodetektorein- 
richtung kann dadurch verbessert werden, dass in dem Refe- 
renzlichtweg zum Kompensieren eines in der optischen 
Sonde vorhandenen Glasanteils hinsichtlich der Elemente 
fiir die Zwischenabbildung(en) eine gleiche weitere optische 
Sonde oder zumindest eine Glasanordnung vorgesehen ist. 
[0010] Ein fur die Handhabung gunstiger Aufbau besteht 
darin, dass der optische Gangunterschied zwischen dem er- 
sten und zweiten Arm groBer ist als die Koharenzlange der 
Strahlung, dass die von dem ersten Spiegel und dem reflek- 
tierenden Element kommende Strahlung mittels eines weite- 
ren Strahlteils durch eine gemeinsame optische Sonde gelei- 
tet sind (common path), dass in der optischen Sonde ein Re- 
ferenzspiegel in einer solchen Entfernung von dem Messob- 
jekt angeordnet ist, dass der Gangunterschied zwischen dem 
ersten Spiegel und dem reflektierenden Element aufgehoben 
ist, und dass ein Teil der auf den Referenzspiegel auffallen- 
den Strahlung zu der Photodetektoreinrichtung reflektiert 
und ein Teil zu dem Messobjekt durchgelassen und von dort 
zu der Photodetektoreinrichtung reflektiert wird. Ein weite- 
rer Vorteil besteht bei diesem Aufbau darin, dass Objekt- 
und Referenzwelle nahezu die identische Optik durchlaufen, 
wodurch sich Aberrationen weitgehend kompensieren, Au- 
Berdem ist diese Anordnung robust gegen mechanische Er- 
schutterungen. Zwei Ausfuhrungsmoglichkeiten bestehen 
dabei darin, dass der Referenzspiegel auf einer Planplatte 
oder einem Prisma vorgesehen ist. 

[0011] Die Handhabung kann dabei weiterhin dadurch er- 
leichtert werden, dass zwischen dem Strahlteiler und dem 
weiteren Strahlteiler eine Faseroptik angeordnet ist. 
[0012] Auch bei diesem Aufbau ist eine Trennung im We- 
sentlichen in einen Sondenteil und einen Teil mit Modulati- 
onsanordnung verwirklicht, wobei die Handhabung eben- 
falls begiinstigt wird. 
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[0013] Die Hrfindung t wird nachfolgend anhand von Aus- 
fuhrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen 
naher erlautert. Es zeigen: 

[0014] Fig. 1 ein erstes Ausfuhrungsbei spiel einer interfe- 
rometrischen Messvorrichtung mit einer optischen Sonde in 5 
einem Messlichtweg, 

[0015] Fig. 2 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel, bei dem 
sowohl im Messlichtweg als auch im Referenzlichtweg eine 
optische Sonde vorgesehen sind, 

[0016] Fig. 3 einen Aufbau der interferometrischen Mess- to 
vorrichtung mit einem gemeinsamen Referenz- und Mess- 
lichtweg, 

[0017] Fig. 4 ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel, bei dem 
gegeniiber dem Aufbau nach Fig. 3 zwischen einem ersten 
und einem weiteren Strahlteiler eine Faseroptik vorgesehen 15 
ist und 

[0018] Fig. 5 ein weiteres Aufbaubeispiel der interfero- 
meLnschen Messvorrichtung. 

[0019] Fig. 1 zeigt eine interferometrische Messvorrich- 
tung mit einer eine kurzkoharente Strahlung abgebenden 20 
Strahlungserzeugungseinheit SLD, wie z. B. einer Leuchtdi- 
ode oder Superlumineszenzdiode, deren Strahlung mittels 
eines Strahlteilers ST1 in einen ersten Teilstrahl Tl eines 
Messlichtwegs und einen zweiten Teilstrahl T2 eines Refe- 
renzlichtwegs aufgeteilt wird. Der Aufbau entspricht einem 25 
Micheison-Interferometer. In dem Referenzlichtweg wird 
der zweite Teilstrahl von einer Referenzebene in Form eines 
Referenzspiegels RSP reflektiert, wobei der Referenzlicht- 
weg beispielsweise durch Bewegen des Referenzspiegels 
RSP oder mittels akusto-optischer Deflektoren, wie in der 30 
eingangs erwahnten DE 197 21 842 C2 beschrieben, peri- 
odisch geandert wird. Wird die Anderung des Lichtwegs mit 
zwei akusto-optischen Deflektoren vorgenommen, so eriib- 
rigt sich ein mechanisch bewegtes reflektierendes Element, 
sondem stattdessen kann ein feststehendes Element, insbe- 35 
sondere ein Gitter, verwendet werden, Mittels eines Glas- 
blocks G kann bei Bedarf die Dispersion einer in dem Ob- 
jektlichtweg angeordneten optischen Sonde OSO korrigiert 
werden. 

[0020] In dem Objektlichtweg wird die Strahlung in die 40 
optische Sonde OSO eingekoppelt, so dass die Strahlung 
eine zu vermessende Oberflache eines Messobjekts O be- 
leuchtet. Die Objektoberflache wird durch die optische 
Sonde OSO iiber eine oder mehrere Zwischenabbildungen 
auf eine Photodetektoreinrichtung in Form eines Bildwand- 45 
lers bzw. Bildsensors BS, beispielsweise eine CCD-Kamera 
abgebildet. Das Bild des Messobjekts O auf dem Bildsensor 
BS wird mit der Referenzwelle des zweiten Teilstrahls iiber- 
lagert. Im Bild des Messobjekts O tritt hoher Interferenz- 
kontrast dann auf, wenn ein Gangunterschied in dem Refe- 50 
renzlichtweg und dem Messlichtweg kleiner als die Koha- 
renzlange ist. Das Messprinzip beruht dabei auf WeiBlicht- 
interferometrie (Kurzkoharenzinterferometrie), wie sie in 
den eingangs erwahnten Druckschriften naher beschrieben 
ist. Die Lange des Referenzlichtwegs wird iiber den gesam- 55 
ten Messbereich zum Abtasten in Tiefenrichtung der zu ver- 
messenden Oberflache variiert, wobei fur jeden Messpunkt 
die Lange des Referenzlichtwegs detektiert wird, bei wel- 
chem der hochste Interferenzkontrast auftritt. Durch die 
Zwischenabbildungen wird es ermoglicht, die Oberflache 60 
des Messobjekts mit einer hohen lateralen Auflosung iiber 
eine Strecke abzubilden, die groB ist gegeniiber dem Durch- 
messer der abbildenden Optik. Die optische Sonde OSO ah- 
nelt einem Endoskop bzw. Boreskop, wobei jedoch die Be- 
leuchtung und die Ruckfiihrung der von der Messoberflache 65 
kommende Strahlung iiber dieselbe optische Anordnung 
uber zumindest eine Zwischenabbildung erfolgen. In Fig. 1 
sind als weitere Abbildungselemente schematisch einige 



Linsen L dargestellt. Die eigentlichen Zwischenabbildungen 
werden in der optischen Sonde OSO erzeugt. 
[0021] Fur Anwendungen, in welchen eine genaue Kom- 
pensation des Einflusses der abbildenden Linsen der opti- 
schen Sonde OSO notwendig ist, wird auch in dem Refe- 
renzlichtweg bzw. Referenzarm zwischen dem Strahlteiler 
ST1 und dem Referenzspiegel RSP die gleiche optische 
Sonde OSR integriert, wie in dem Objektlichtweg zwischen 
dem Strahlteiler ST1 und dem Messobjekt O, wie in Fig. 2 
dargestellt. 

[0022] In einem abgewandelten Aufbau gemaB Fig. 3 
lasst sich die interferometrische Messvorrichtung auch als 
Anordnung mit einem gemeinsamen Referenz- und Mess- 
arm (Common Path- Anordnung) verwirklichen. Die interfe- 
rometrische Messvorrichtung wird wieder mit einer kurzko- 
harenten (breitbandigen) Strahlungserzeugungseinheit be- 
leuchtet. Der Strahlteiler ST1 teilt das Licht in zwei Armen 
in den ersten Teilstrahl Tl und den zweiten Teilstrahl T2, 
wobei der erste Teilstrahl Tl auf einen ersten, feststehenden 
Spiegel SP1 und der zweite Teilstrahl T2 auf das reflektie- 
rende Element RSP in Form des Referenzspiegels fallt. 
[0023] Der optische Gangunterschied zwischen den so ge- 
bildeten Armen ist groBer als die Koharenzlange der von der 
Strahlungserzeugungseinheit SLD erzeugten Strahlung. Von 
den beiden Spiegeln SP1 und RSP aus wird die reflektierte 
Strahlung uber den Strahlteiler ST1 und einen weiteren 
Strahlteiler ST2 in die optische Sonde OS eingespeist. Die 
Besonderheit dieses Aufbau s ist, dass sich ein Referenzspie- 
gel RSP2 in der optischen Sonde OS selbst befindet. 
[0024] Ein Teil der Strahlung wird an diesem Referenz- 
spiegel RSP2 reflektiert, wahrend der andere Teil der Strah- 
lung die zu vermessende Oberflache beleuchtet. Der Refe- 
renzspiegel RSP2 kann auf einer Planplatte aufgebracht sein 
oder auf einem Prisma. Durch die Verwendung eines Pris- 
mas kann die Wellenfront der die Objektoberflache befeuch- 
tenden Strahlung, d. h. der Objektwelle an die Geometrie 
(z, B. Neigung) der zu vermessenden Oberflache angepasst 
werden. Das Messobjekt O wird mittels der optischen Sonde 
OS wiederum uber eine oder mehrere Zwischenabbildungen 
auf den Bildsensor BS abgebildet und mit der Referenzwelle 
uberlagert. Zur Gewinnung der Hoheninformation wird das 
reflektierende Element RSP iiber den Messbereich verfahren 
oder die Anderung des Lichtwegs wie vorstehend beschrie- 
ben vorgenommen. In dem Bild des Messobjekts O tritt ho- 
her Interferenzkontrast dann auf, wenn der Gangunterschied 
zwischen dem feststehenden Spiegel SP1 und dem reflektie- 
renden Element RSP bzw. der Lichtwege der beiden Arme 
genau dem optischen Gangunterschied zwischen dem Refe- 
renzspiegel RSP2 und dem Messobjekt 0 ist. Zur Gewin- 
nung des Hohenproflls werden bekannte Verfahren zur De- 
tektion des hochsten Interferenzkontrastes in jedem Bild- 
punkt (Pixel) verwendet. Dieser Aufbau hat den Vorteil, 
dass Objekt- und Referenzwelle nahezu die identische Optik 
durchlaufen, wodurch sich Aberrationen weitgehend kom- 
pensieren. AuBerdem ist diese Anordnung robuster gegen 
mechanische Erschutterungen. 

[0025] Fur eine noch einfachere Handhabung der Mess- 
vorrichtung kann die Strahlung des Strahlteilers ST1 auch 
mittels einer Faseroptik LF zu dem weiteren Strahlteiler 
ST1 ubertragen werden, wie in Fig. 4 dargestellt. 
[0026] Ein weiterer alternativer Aufbau ist in Fig. 5 darge- 
stellt. Alternativ zu dem Aufbau mit dem gemeinsamen Re- 
ferenz- und Messlichtweg gemaB den Fig. 3 und 4 ist eine 
kombinierte Mach-Zehnder-Michelson-Anordnung vorge- 
sehen. Wieder wird eine breitbandige Strahlungserzeu- 
gungseinheit SLD verwendet, deren Strahlung in eine Faser- 
optik eingekoppelt wird. Der erste Strahlteiler ST1 teilt die 
Strahlung in einen Objektarm OA und Referenzarm RA auf. 
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In dem Objektarm OA wird der erste Teilstrahl Tl aus der 
entsprechenden Lichtleitfaser ausgekoppelt und iiber den 
weiteren Strahlteiler ST2 in die optische Sonde OSO einge- 
koppelt, so dass die zu vermessende Oberflache des Mess- 
objekts O beleuchtet wird. Die Objektoberflache wird durch 5 
die optische Sonde OSO iiber eine oder mehrere Zwischen- 
abbildungen auf dem Bildsensor BS abgebildet. In dem Re- 
ferenzarm RA wird das Licht aus der entsprechenden Licht- 
leitfaser ausgekoppelt, durchlauft dann, wenn notig, die 
gleiche optische Sonde OSR wie sie in dem Objektarm OA to 
eingesetzt ist und wird an einem zweiten Faserkoppler R2 
wieder in eine dort angeordnete Lichtieitfaser eingekoppelt. 
Uber die Lichtleitfaser gelangt die Referenzweile bis zu 
dem weiteren Strahlteiler ST2. Dort wird sie ausgekoppelt 
und iiber den weiteren Strahlteiler ST2 auf dem Bildsensor 15 
BS mit derObjektwelle uberlagert. In beiden Armen miissen 
die optischen Wege in der Luft, den optischen Sonden OSO 
bzw. OSR sowie in den Lichtleitfasern abgeglichen sein. Die 
Durchstimmung der Weglange im Referenzarm RA erfolgt 
hier z. B. durch Verschiebung des zweiten Faserkoppiers 20 
R2, so dass sich der optische Luftweg im Referenzarm an- 
dert. 

Patentanspruche 

25 

1. Interferometrische Messvorrichtung zur Formver- 
messung insbesondere rauher Oberflachen eines Mess- 
objekts (0) mit einer eine kurzkoharente Strahlung ab- 
gebenden Strahlungserzeugungseinheit (SLD), einem 
Strahlteiler (ST1) zum Bilden eines ersten und eines 30 
zweiten Teilstrahls (Tl, T2), von denen der erste iiber 
einen Objektlichtweg zu dem Messobjekt (0) und der 
zweite iiber einen Referenzlichtweg zu einer reflektie- 
renden Referenzebene (RSP) gerichtet ist, mit einem 
Uberlagerungselement, an dem die von dem Messob- 35 
jekt (O) und der Referenzebene (RSP) kommende 
Strahlung zur Uberlagerung gebracht werden, und ei- 
nem Bildwandler (BS), der die iiberlagerte Strahlung 
aufnimmt und entsprechende Signale einer Einrichtung 
zur Auswertung zufuhrt, wobei zur Messung die opti- 40 
sche Weglange des Objektlichtweges relativ zur opti- 
schen Weglange des Referenzlichtweges geandert 
wird, dadurch gekennzekhnet, dass in dem Objekt- 
lichtweg eine optische Sonde (OS, OSO) mit einer op- 
tischen Anordnung zum Erzeugen mindestens einer op- 45 
tischen Zwischenabbildung vorgesehen ist. 

2. Messvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die mindestens eine Zwischenabbil- 
dung im Objektlichtweg erzeugt wird. 

3. Messvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 50 
gekennzeichnet, dass durch die optische Sonde (OS, 
OSO) sowohl die zu dem Messobjekt (O) hinfuhrende 
als auch die von ihm zuruckkommende Strahlung ver- 
laufen. 

4. Messvorrichtung nach einem der vorhergehenden 55 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass in dem Refe- 
renzlichtweg zum Kompensieren eines in der optischen 
Sonde (OSO) vorhandenen Glasanteils hinsichtlich der 
Elemente fiir die Zwischenabbildung(en) eine gleiche 
weitere optische Sonde (OSR) oder zumindest eine 60 
Glas anordnung vorgesehen ist. 

5. Messvorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 

dass der von dem Strahlteiler (ST1) gebildete erste 
Teilstrahl (Tl) zunachst iiber einen ersten Arm auf ei- 65 
nen feststehenden ersten Spiegel (SP1) gerichtet ist, 
wahrend der zweite Teilstrahl (T2) iiber einen zweiten 
Ann auf das reflektierende Element (RSP) gerichtet ist, 
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dass der optische Gangunterschied zwischen dem er- 
sten und zweiten Arm groBer ist als die Koharenzlange 
der Strahlung, 

dass die von dem ersten Spiegel (SP1) und dem reflek- 
tierenden Element (RSP) kommende Strahlung mittels 
eines weiteren Strahlteilers (ST2) durch eine gemein- 
same optische Sonde (OSO) geleitet sind, 
dass in der optischen Sonde (OSO) ein Referenzspiegel 
(RSP2) in einer solchen Entfernung von dem Messob- 
jekt (O) angeordnet ist, 

dass der Gangunterschied zwischen dem ersten Spiegel 
(SP1) und dem reflektierenden Element (RSP) aufge- 
hoben ist, und 

dass ein Teil der auf den Referenzspiegel (RSP2) auf- 
fallenden Strahlung zu der Photodetektoreinrichtung 
(BS) reflektiert und ein Teil zu dem Messobjekt (O) 
durchgelassen und von dort zu der Photodetektorein- 
richtung (BS) reflektiert wird. 

6. Messvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Referenzspiegel (RSP2) auf ei- 
ner Planplatte oder einem Prisma vorgesehen ist. 

7. Messvorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass zwischen dem Strahlteiler (ST1) 
und dem weiteren Strahlteiler (ST2) eine Faseroptik 
(LF) angeordnet ist. 

8. Messvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die von der Strahlungserzeugungseinheit (SLD) 
abgegebene Strahlung in eine Faseroptik eingekoppelt 
und anschlieGend von dem Strahlteiler (ST1) in den er- 
sten und zweiten Teilstrahl (Tl, T2) aufgeteilt wird, 
dass der erste Teilstrahl (Tl) in einem Objektarm (OA) 
aus der Faseroptik ausgekoppelt und iiber einen weite- 
ren Strahlteiler (ST2) in die optische Sonde (OSO) ein- 
gekoppelt und zu dem Messobjekt (O) gcfiihrt wird, 
von der die Strahlung iiber die optische Anordnung (L; 
L1-L5; L6) auf die Photodetektoreinrichtung (BS) ge- 
fiihrt wird, 

dass der zweite Teilstrahl (T2) in einem Referenzarm 
(RA) aus der Faseroptik des Referenzarms (RA) ausge- 
koppelt wird, die weitere optische Sonde (OSR) durch- 
lauft, iiber eine weitere Faseroptik zu dem weiteren 
Strahlteiler (ST2) und von dort auf den Bildwandler 
(BS) gefuhrt wird zur Uberlagerung mit der von dem 
Messobjekt (O) kommenden Strahlung. 
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